
■ 多彩な発塵条件　ダウンフロー＆エアーブロー　
■ ユーザ独自の測定条件
■ 簡単操作  ルーティン検査に対応
■ 治具、試料容器、無塵衣、グローブ類 なんでも測定

PARTi-1：0.1～5.0μm / PARTi-2：0.3～5.0μm

発塵検査装置

■ 多彩な発塵条件 ダウンフロ ＆エア ブロ

清浄度検査に新提清浄度検査に新提案！
エアーアーブローで発塵ローで発塵、迅速検査迅速検査
清浄度検査に新提案！
エアーブローで発塵、迅速検査

歩留まり改善歩留まり改善！歩留まり改善！
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● 本カタログに記載されている内容は、 改良のため予告無く変更する場合があります。

 （製品の仕様、 性能、 価格等はカタログ発行当時のものです）

● 本カタログに記載されている内容の一部または全部を無断で転載することは禁止されております。

● 本カタログに記載されているメーカー名、 製品名などは各社の商標または登録商標です。

【製品の詳細情報へ】

■ 装置概要、構成

■ 測定例

■ Persys 社

    製品の歩留まりに影響を与える部品の発塵を、
クリーンルーム内で迅速検査することができる
新提案の検査装置です。検査物の前処理は不要で、
チャンバー内に設置して、HEPA/ULPAフィルターを
通過させたクリーンなエアーを吹き付け付着粒子を
吹き飛ばし、装置下部搭載のパーティクルカウンター
で発塵を計測します。
    ルーティン検査などユーザ独自の測定条件を設定
でき、付着粒子の時間経過、累積測定量、  減衰量を
随時モニターします。装置は用途に合わせて 0.1 ～
5.0 μm 測定と 0.3 ～ 5.0 μm 測定の 2 種類から
選択できます。クリーンルーム内で使用する治具・
試料容器・無塵衣・グローブ類用の各種専用ホルダー
も用意されています。

　アメリカのシリコンバレーを中心に、半導体産業向の
高度クリーンルーム内で使用する機材の部品洗浄技術の
開発・製造・保守を手掛ける、創業 1988 年のクリーン
技術専門企業です。

付着粒子の時間経過 累積測定量、減衰量
 （USB メモリーに測定データダウンロード可能）

■ オプション
下記以外にも各種用意
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Cage Hanger

Fixture for Casettes Fixture for Gloves

制御用 7 インチ 制御用 7 インチ 
タッチスクリーンタッチスクリーン

HEPA フィルターHEPA フィルター

サイド棚サイド棚
（オプション）（オプション）

サンプルサンプル
チャンバーチャンバー
（ステンレス製）（ステンレス製）
チャンバー窓チャンバー窓
274×244274×244㎜

制御用 7 インチ 
タッチスクリーン

HEPA フィルター

サイド棚
（オプション）

サンプルチャンバー（ステンレス製）
チャンバー窓 274×244 mm


